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３．ＰＳＡ11 における活動 １．はじめに 
2011 年 10 月 18 日，東京大学駒場リサーチキャン

パスにて 
DP(depth profiling)WG は 2010 年 6 月 21-22 日に開

催された第 35 回表面分析研究会で，深さ方向分析に

関する WG として発足し，主なテーマとして高深さ

分解能高感度 DP，界面を取り上げ，活動を開始した． 
 
＜参加者＞ 
荻原(NIMS)，永富（大阪大学），岩瀬（旭化成），

佐藤美知子（富士通ｸｵﾘﾃｨﾗﾎﾞ），高橋（島津），山内

（矢崎総業），篠塚(NIMS)，石津(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ) 

高深さ分解能高感度 DP のテーマでは，皆が高深

さ分解能高感度 DP を測定できるようになることを

目標に，まずは，ポイントとなるイオン銃の最適化

のスキルを身につけようとしている．  
＜全体討議＞ 界面（位置，幅等）のテーマでは，実用的な観点

から，界面評価に関するディスカッションを行って

いきたい．界面に関する実用的な定義のドキュメン

ト化として，ISO 規格の提案を目指している． 

DP WG の主なテーマ，現在の活動，本日のグ

ループ討議予定を簡単に紹介した． 
 

 ＜グループ討議＞ 
２．現在の活動内容 主に，高深さ分解能高感度 DP の共通レシピに関

し討議を行った． ①高深さ分解能高感度 DP 
高深さ分解能高感度 DP で要求されるイオン銃の

最適化（「匠の技」）に関し，研究会のグループ討議

を通して勉強し，通常の DP 以上の最適化が要求さ

れることを再認識した．そこで，種々の装置共通の

調整レシピを作成し，「匠の技」を皆が身につけられ

るようにしようと取組んでいる． 

装置共通のイオン銃調整レシピの作成を目指して，

第 37 回表面分析研究会のグループ討議で出された

意見を元に作成されたレシピ案に関し討議を行った．

その結果，レシピのポイントとして以下の点が確認

された． 
・「現状の調整法」と「匠の技の調整法」の 2 種類の

調整を行い比較する．  
②界面 ・イオン銃の調整は，日常使用している条件で行う． 
「日常的に界面評価が行われている現場で，求め

られていることは何か」を把握するために，表面分

析研究会のメンバーを対象に，2011 年 8 月にアン

ケートが実施された．結果は現在集計中である． 

・「匠の技の調整法」では，スポットイオンビームの

スパッタ痕を見ながら，対物レンズとコンデンサ

レンズの調整を行う． 
・目指すのは，できるだけ小さくて円に近い形状で，

同心円状にスパッタされる形状． その後対象を ISO 総会のメンバーに広げ，海外で

のアンケートも実施されることになり，その準備が

現在行われている． 
・SiO2/Si の深さ方向分析から深さ分解能を求め，ス

ポットビームの形状と併せて，評価する． 
 メンバーから，「匠の技」で調整されたイオンビー

ムのスパッタ痕を参考として見たいという希望が出 
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された．  
 ②界面 

４．今後の予定 表面分析研究会のメンバーに行ったアンケート結

果をまとめ，報告する予定． ①高深さ分解能高感度 DP 
海外に向けたアンケートを実施する予定． 修正後のレシピに従って，少人数での調整実験を

行い，２月の第 38 回表面分析研究会で結果を討議す

る予定． 
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